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ロセスに必要なBe ， AI , Ga , Si 等のイオン源を開発し， 1000 時間以上の寿命をもっイオン源の開発
に成功した。
また，広範囲のエネルギーに対し良好な集束特性を得られる広域可変エネルギ-FIB装置， MBE と
組み合わせた三次元その場フ。ロセスに必要な超高真空 F 1 B 低損傷プロセスに必要な低エネルギ­
FIB等の装置を開発した。
さらに開発した装置を用いてイオン注入，レジスト露光，エッチングおよびW膜デポジションなどを行
い FIB プロセスの有用性を実証した。
すなわち，本研究は種々の開発課題を学術的技術的検討を加えて解決する乙とにより，世界的に普及し
ている FIB装置を開発したものであり，ビーム工学の進歩に大きな貢献をするものであり，博士論文と
して価値あるものと認めるo
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